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摘 要

本研究之目的在於發展一種以金屬材料為基礎的表面微加工技術，此技術結合了微影、蒸鍍和電鍍製程，結合這些技術製

作出新型式之微致動器，並發展其在微幫浦之應用。製作方式乃是採用微機電製程來達到低成本及高精度之要求。致動器

的結構是利用電鍍技術鍍上銅線圈，當線圈通入電流後產生磁場使聚二甲基矽氧烷(PDMS)薄膜上的電鍍磁性材料產生磁力

，其當磁性材料的厚度為60 μm時，驅動此薄膜產生可控制之位移，達到致動的效果。再進而與微管道接合形成微幫浦，

其線圈尺寸方面為線寬75 μm間距90 μm、線寬100 μm間距120 μm、線寬125 μm間距150 μm等三種不同尺寸，並量

測其分別在不同磁力影響下產生的位移，最大位移量可達30.33 μm。微管道尺寸為11.35 x 4 mm，及深50 μm，當施

加3.07 W、電流0.36A、頻率60 Hz可達到最高流速1.4 ml/s。此研究並進而改變PDMS薄膜上的磁性材料厚度時量測其振動

位移，當磁性材料膜厚為110 μm時，搭配125 μm線寬的平行線圈，電流為0.5 A，其位移為20.24 μm，而磁性薄膜厚170

μm其位移為9.35 μm，可知當磁性物質體積越大相對聚磁效果越好，但因結構剛性變大故位移量並無相對增加。
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